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摘要(译)

一种可植入压力传感器系统，具有配置并适于测量体积压力的传感器组
件，该传感器组件包括至少第一MEMS压力传感器，具有存储器装置的
专用集成电路（ASIC），温度补偿系统，漂移补偿系统和用于为传感器
组件供电的电源装置，第一MEMS压力传感器具有响应于暴露压力的压
力传感元件，压力传感元件适于产生代表暴露压力的压力传感器信号，
温度补偿该系统适于校正压力传感器信号中的温度引起的变化，漂移补
偿系统适于校正压力和温度引起的压力传感器信号漂移。
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